Caracterizacion de patrones 2D
por interferometria diferencial en el CEM.
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Laluz y la interferometria .

En metrologia dimensional la luz es una herramienta muy util

- alineamiento
- interferometria
- definicion de la unidad.
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¢ Lalongitud de onda de la luz visible es bastante pequefia (aproximadamente

medio micrometro para la luz verde), pequefios cambios en la diferencia de caminos
opticos producen cambios facilmente medibles en la intensidad del patron de franjas
que la luz es capaz de producir. Como consecuencia la interferometria Optica permite

medidas muy precisas.
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Patrones a trazos
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Factores a tener en cuenta en la calibraciéon de patrones bidimensionales:

Longitud de onda.

Resolucion del sistema de
medida

Compensacion atmosferica

Conocimiento del
coeficiente de dilatacion

Contribucidn de la
temperatura.

Incertidumbre por
distancia muerta

Falta de linealidad de las
Opticas

Deriva térmica de las
opticas
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Error de coseno.
Error de Abbe

Definicion Optica de

los trazos

Deriva del proceso de ﬂ;

medida.
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